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摘要(译)

基于适当的波束形成来实现位移矢量的精确实时测量，该波束形成需要
短时间来获得一个回波数据帧而不受组织运动的影响。位移测量方法包
括以下步骤：（a）通过在涉及存在的任意三维正交坐标系上以单个转向
角电和/或机械地操纵的超声波束横向或纵向扫描物体来产生超声回波数
据帧深度方向，横向和高度方向的三个轴; （b）通过对在两个以上阶段
产生的预定超声回波数据帧实施块匹配来计算位移矢量分布。
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